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論文要約 

 

従来の薄膜または厚膜磁石を用いる磁気MEMSでは，磁石内の強い反磁界を低減するため，微細加工や微

細着磁が不可欠である．そこで，スリット加工を用いるレーザ局所加熱を用いる着磁法が提案されたが，

直線的な磁気パターンしか形成できず，加工時間は長く大量生産に適さない．本研究では，サブミリ厚の

永久磁石に対する高効率な微細多極着磁法を開発し，磁気MEMSへの応用を目指した．第２章では様々な

磁気パターンが形成できる，レーザ局所加熱スリットレス微細多極着磁法を提案した．第３章では，第２

章で着磁された磁石で転写磁界を形成する，磁気パターン一括転写法を提案した．第４章では厚膜等方性

磁石への微細ハルバッハ配列着磁法を開発した．第５章では，スマートフォンカメラ用絞り機構を目指し，

微細多極着磁リング磁石を用いるマイクロアキシャルフラックスフラットモータを開発し，絞り機構を駆

動した． 


